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摘   要 

   現今半導體產業為科學園區以及國家生產的主流，決定競爭力的高低

與企業成敗與否，乃在於在既有的設備中，發揮出最大的效益。以一間工

廠來而言，產能高低，就是競爭力的衡量指標。因此根據限制理論的精神” 

系統總產出受限於系統中瓶頸之產出水準”，如何找出並且提升瓶頸機台

的使用率，則是提升產能的重要關鍵。 

   很榮幸於 2004 年暑假親自前往園區的半導體廠進行實習實驗，並且針

對瓶頸機台作產能方面的分析。因此在教授以及相關人士指導下，本專題

著墨於機台效率的預測建模以及產能提升改善。 

 

 


